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Аннотация. Определены основные причины невозможности повторения импорт-
ных МЭМС-гироскопов отечественной микроэлектронной промышленностью. 
Представлен альтернативный путь создания отечественных микромеханиче-
ских датчиков угловой скорости. Приведены преимущества отечественной кон-
струкции четырехмассового вибрационного гироскопа камертонного типа. Про-
ведено сравнение точностных характеристик отечественного датчика угловой 
скорости с импортными образцами. Определена область применения отече-
ственного МЭМС-гироскопа и обозначены направления дальнейшей работы  
по данной тематике. 
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Введение. Создание микромеханического датчика угловой скорости, постро-

енного на принципах электромагнитного возбуждения колебательной систе-
мы гироскопа  и магнитоэлектрического фоне детектирования колебаний на  

мировой тенденции создания МЭМС-гироскопов  с электростатическим спо-

собом управления — актуальная задача. 
Методы  и материалы; результаты. В основе большинства современных 

   импортных МЭМС-гироскопов лежат электростатический принцип возбуж-

дения посредством встречно -штыревых емкостных структур сложной формы 

с топологическими нормами изготовления порядка 1 мкм. Герметизация дан-

ных сенсоров осуществляется  с применением технологии корпусирования на 
уровне пластин (WLP). А в сервисная электроника гироскопа реализуется  ви-

    де интегральной схемы специального назначения (ASIC), монтируемой  

на поверхности крышки паразитных-капсулы, с целью минимизации  связей, 

возникающих при подключении  к сенсору [1]. 

Предлагается  -     -построение МЭМС гироскопов на иных физических прин
       ципах работы, в частности применение электромагнитного датчика силы  

и магнитоэлектрического датчика перемещения для управления  и снятия сиг-
налов  с сенсора. 

      Одной из наиболее перспективных конструкций подобного МЭМС-

     гироскопа является четырехмассовый микромеханический гироскоп камер-

тонного типа способ [2],  управления которым основывается на использова-
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нии сил Лоренца  и Ампера камертонных [3]. В отличие от стандартных  гиро-

скопов, данная четырехмассовая конструкция нечувствительна  к линейному 

ускорению вибрации, случайной   и механическим ударам. 

Отсутствие емкостных преобразователей значительно упрощает реализа-
цию контура обратной связи при создании законченного образца датчика уг-

     ловой скорости (ДУС-ММ) ввиду отсутствия необходимости осуществлять 
измерение переменных емкостей  . Кроме того, сервисная электроника реали-

         зуется на печатной плате, что также считается преимуществом  в условиях 

отечественного производства. 
Однако, применяемый  в ДУС-ММ, чувствительный элемент имеет суще-

ственный технологический недостаток — это потребность сведения началь -

      ной разночастотности помощью резонатора  с  механической балансировки.  

В в с то время как  МЭМС-гироскопах  электростатическим способом управ-
ления разночастотность сводят за счет формирования необходимого электри-

ческого на потенциала  обкладках встречно-штыревых емкостных элементов, 
       таким образом уменьшая жесткость колебательной системы  в требуемом 

направлении. 

       По точностным характеристикам ДУС-ММ по ряду параметров может 
     конкурировать  с импортными инерциальными измерительными модулями: 

GNI11AY и IMU100-EX. 

    Заключение.    -Создание отечественного серийнопригодного микромеха
   нического гироскопа является край    не необходимым при диверсификации 

стратегически важных областей военно-промышленного кото комплекса, в -

  рых применяют импортную датчиковую аппаратуру. Достигнутые точност-
ные характеристики ДУС позволяют создавать системы на их базе  навигации 

и А автоматического управления низкого класса точности.  дальнейшие рабо-

ты  в данном опти направлении должны быть  в большей мере направлены на -

мизацию процессов балансировки изготовления сенсоров, их сборки  и . 
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